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１．概要（Summary） 

貴金属ナノ粒子によるランダムナノ微細形状の作製。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

深掘りエッチング装置 

【実験方法】 

貴金属ナノ粒子をメタルマスクとしてドライエッチングを

行い、50～500 nm 程度の微細ランダム形状を作製。反

射防止の機能を発現するサンプル作製を行い評価する。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Fig. 1 は、作製した貴金属ナノ粒子である。目標の 50

～500 nm程度のランダム形状微細形状ができていること

が分かった。 

 Fig. 2 は、貴金属ナノ粒子をメタルマスクにドライエッチ

ングを行った後の SEM 像である。目標の微細な凸形状

を作製することができた。 

 電子線描画装置を使うことなく微細なランダム形状を作

製することができた。今後は、微細形状のサイズや間隔を

コントロールしていきたい。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Metal nano dot pattern 
 

 

Fig. 2 SiO２ nano dot pattern 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし 

 

６．関連特許（Patent） 

特許出願済み 


